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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年10月6日(2011.10.6)

【公開番号】特開2011-27715(P2011-27715A)
【公開日】平成23年2月10日(2011.2.10)
【年通号数】公開・登録公報2011-006
【出願番号】特願2010-61054(P2010-61054)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/17     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   3/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  21/17    ６３０　
   Ａ６１Ｂ   3/10    　　　Ｒ
   Ａ６１Ｂ   3/12    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月22日(2011.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光干渉断層法を用いて被検査物を撮像するための撮像装置であって、
　前記被検査物に照射する測定光に対応する参照光を検出する検出手段と、
　前記参照光の光量に基づいて前記測定光の光量を変更する制御手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段が、前記参照光の光量が所定の範囲内の場合に前記測定光の光量を増やす
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記検出手段が、前記測定光を照射した前記被検査物からの戻り光と前記参照光とによ
る合成光を検出し、
　前記制御手段が、前記合成光の光量が所定の範囲外の場合に前記測定光の光量を減らす
ことを特徴とする請求項１あるいは２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記検出手段が、前記参照光を分割して得た光量検知光を検出する光量検知光検出手段
を有し、
　前記制御手段が、前記光量検知光の光量に基づいて前記測定光の光量を変更することを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段が、前記光量検知光の光量が所定の範囲外の場合に前記測定光の光量を減
らすことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段が、前記測定光の透過率を変更する透過率変更手段を有し、
　前記参照光の光量に基づいて前記透過率変更手段を制御することを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
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【請求項７】
　前記制御手段が、前記測定光の光路を遮蔽する遮蔽手段を有し、
　前記参照光の光量に基づいて前記遮蔽手段を制御することを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記制御手段が、前記参照光の光量に基づいて前記測定光の光路を前記被検査物に照射
する光路から変更することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項９】
　前記測定光を分割して得た検査光を入射させる波長選択反射手段を有し、
　前記検出手段が、前記被検査物からの戻り光と、前記波長選択反射手段からの検査戻り
光と、前記参照光との合成光を検出することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　光干渉断層法を用いて被検査物を撮像するための撮像装置であって、
　前記被検査物に照射する測定光を分割して得た検査光を入射させる波長選択反射手段と
、
　前記被検査物からの戻り光と、前記波長選択反射手段からの検査戻り光と、前記測定光
に対応する参照光との合成光を検出する検出手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　前記測定光を分割して前記検査光を得るための測定光分割手段を有し、
　前記測定光分割手段から前記波長選択反射手段までの光路が、ファイバーで構成され、
　前記波長選択反射手段が、複数のファイバーブラッググレーティングで構成されること
を特徴とする請求項９あるいは１０に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　光干渉断層法を用いて被検査物を撮像するための撮像方法であって、
　前記被検査物に照射する測定光に対応する参照光を検出する工程と、
　前記参照光の光量に基づいて前記測定光の光量を変更する工程と、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１３】
　前記変更する工程では、前記参照光の光量が所定の範囲内の場合に前記測定光の光量を
増やすことを特徴とする請求項１２に記載の撮像方法。
【請求項１４】
　前記測定光を照射した前記被検査物からの戻り光と前記参照光とによる合成光を検出す
る工程と、
　前記合成光の光量に基づいて前記測定光の光量を減らす工程と、
　を含むことを特徴とする請求項１２あるいは１３に記載の撮像方法。
【請求項１５】
　前記検出する工程では、前記参照光を分割して得た光量検知光を検出し、
　前記変更する工程では、前記光量検知光の光量に基づいて前記測定光の光量を変更する
ことを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の撮像方法。
【請求項１６】
　前記変更する工程では、前記光量検知光の光量が所定の範囲外の場合に前記測定光の光
量を減らすことを特徴とする請求項１５に記載の撮像方法。
【請求項１７】
　請求項１２乃至１６のいずれか１項に記載の撮像方法の各工程をコンピューターに実行
させることを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　光干渉断層法を用いて被検査物を撮像するための撮像装置であって、
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　測定光を照射した前記被検査物からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とによる合
成光を検出する検出手段と、
　前記合成光の光量に基づいて前記被検査物に照射する測定光の光量を変更する制御手段
と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１９】
　前記制御手段が、前記合成光の光量が所定の範囲外の場合に前記被検査物に照射する測
定光の光量を減らすことを特徴とする請求項１８に記載の撮像装置。
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